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１．概要（Summary） 

リチウムイオン電池（LIB）は、環境にやさしい電動車を

作る上で中核となる技術である。ハイブリット車に搭載され

る電池は、出力密度の高い LIB が最適であり、さらに出

力密度を高める研究開発が行われている。その中で、課

題明確化のため、実物電極ではなく、薄膜電極を用いて

モデル化することを検討している。特に、電極表面の微細

構造と、電池性能の関係を明らかにしたい。その前検討と

して、今回は、モデル電極の一般的な基板材料であるガ

ラス基板に対し、ナノサイズの加工を施せるか検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・高速大面積電子線描画装置 
・高密度汎用スパッタリング装置 
・汎用平行平板 RIE 装置 
【実験方法】 

ガラス基板をエタノール中超音波洗浄後、クリーン大気

中でアニールすることで、清浄な表面を得た。その後、EB
レジスト・エスペイサーをスピンコートし、プリアニールする

ことで、レジスト膜を製膜した。次に、CADで設計した500 
nm 間隔の細線パターンを、電子線描画装置で直接描画

した。現像・ポストアニールすることで、微細加工が施され

たレジスト膜を得た。その後、Ti を 5 nm、Au を 30 nm順

にマグネトロンスパッタすることで、強固に基板に接着され

た金薄膜を得た。最後に、アセトン中超音波洗浄により、

レジスト膜をストリッピングすることで、金の 500 nm間隔の

ナノ細線を得た。微細加工を施した金ナノ細線は、SEM
と光学顕微鏡を用いて形状を評価した。 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1(a)に SEM 像、Fig. 1(b)に光学顕微鏡像を示す。

Fig. 1(a)に示すように、均一な金ナノ細線が形成できて

いることが確認できる。SEM 像を解析した結果、細線幅・

細線間隔はどちらも 500±10 nm の精度で形成できてい

た。 
Fig. 1(b)の光学顕微鏡像では、干渉縞が確認できる。

また、肉眼上は、構造色として青色を呈している。これらは、

どちらも広範囲にわたって均一にナノ構造が形成できて

いないと発現しない現象である。 
すなわち、目的であるナノサイズの微細加工は、ミクロ・

マクロサイズどちらでも、高い精度で実現できていることが

確認できた。 

 
Fig. 1 (A) SEM image, (b) optical micrograph 
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